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Nova推出高端光学CD平 PRISM�，采用独特的光谱干涉测量（SI）信息通道，
旨在为最先进的存储器和逻辑技术节点以及高级封装量测难题
提供全面的测量解决方案。

NOVA PRISM �

为关键应用提供独特信息

光学CD的新维度 

亮点和优势

应用性能   
在紧凑的工艺窗口内展现出卓越稳定性，应对极具挑战性的复杂应用场景      

强大的硬件   
全新平台从底层设计出发，基于最新的光学设计和T-put等硬件优化，具有极高的生产效率 

关键信息获取 
提供其他方案无法企及的关键信息

行业领先   
结合顶尖的机器学习能力与硬件紧密整合，配合先进算法发挥最大效能

面向未来   
模块化设计和独特的SI光路支持未来的创新、扩展和改进   



Nova PRISM � 将尖端的多通道光谱反射测量和椭偏仪技术（SR/SE）与突破性的光谱干
涉法（SI）巧妙结合，以创新的方式超越了传统光学关键尺寸（OCD）量测能力。其
独特的光学 SI 通道能够获取其他技术无法获取的新光谱信息。
Nova PRISM � 所独有的数据信息提升了量测的灵敏度和精确度，以满足先进工艺节点
的研发和大批量生产的（HVM）量测需求。
此外，Nova MARS 物理建模方案和Nova FIT 机器学习算法进一步强化了Nova PRISM �的量测性能和测量速度，
使其在多种具有挑战性的应用中达到无与伦比的水平

为什么选择NOVA PRISM？

光谱干涉测量的优势

· 新的灵敏度：宽带复杂波前信息，具有独特的灵敏度和
独特的去相关能力 

· 前沿量测：稳健、高精度和高准确性  
· 更贴近工艺：提升与器件良率的相关性，贯穿关键工艺

NOVA PRISM解决的关键应用难题
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为复杂3D应用量身定制

NOVA MMSR+

Nova MMSR+是一款高端独立式尺寸量测平台，适用
于光学关键尺寸(CD)和 薄膜量测。强大的硬件、先进
的建模和机器学习算法，提供更快的吞吐量、更高的
精度和准确性，这对于在大批量生产环境中提升良率
和控制成本至关重要。

卓越性能 
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亮点和优势

多数据通道    
先进的离散多通道测量椭偏仪，可采集丰富的光谱信息
，结合垂直入射的光路，提高了精度和准确性，为复杂
的 二维和三维结构提供了卓越的量测方案。    

优化光路选择   
运用先进算法进行光路选取自动化，不仅优化了光学测
量过程，还确保了领先的量测性能，同时提高了生产效
率并大幅减少了问题解决时间。  

稳健的平台  
经过验证的系统架构旨在确保出色的稳定性和可靠性，
以卓越的低成本实现最高的性能水平。

全面的应用覆盖
"灵活性高，应用范围广

高度的灵活性使得应用范围广泛
是多个逻辑、内存、背照式（BSI）晶圆厂的PTOR

全光谱偏振测量
包含所有信息内容

差异化建模能力
Stack-maker和Nova Swift
满足复杂结构的测量

机器学习，
行业领导者
TTS优化(数天→数小时)
In line参考替代
E-test预测

降低成本
离散测量采集
同时测量垂直和斜向光路
双MU配置



NOVA MMSR+应用领域
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Nova MMSR+具有极低的机台差异性和市场领先的T�T matching能力，用于半导体先进工艺中的关键参数监控和
跟踪。

Nova MMSR+融合了先进建模套件，为最复杂的膜层结构之关键尺寸和薄膜测量提供有效方案。在Nova中央网络
管理、控制和连接解决方案的支持下，Nova MMSR+提高了运行效率和量测性能。

为什么选择NOVA MMSR+

光学散射计的优势

· 强力的光源和灵敏的探测器，实现高速测量   
· 无损，对生产线无影响 
· 与其他量测技术相比，散射信号的拟合更为准确



最高性能集成量测解决方案

NOVA i570® HP

Nova i570® HP是Nova最先进的集成测量台，也是
Nova i570®产品系列的主要成员。它在最先进的逻辑
和存储器件制程节点中为研发和量产提供最高的测量
性能、过程控制和生产率。
该平台提供广泛的光谱信息、最小pad尺寸和尖端图像
识别技术识别，通过测量更多的位置和晶圆前值后值测
量来增强晶圆内/晶粒内的变化控制。 
Nova i570® HP配备了Nova先进的建模和算法软件解
决方案，显著提高测量准确度、精度和工具匹配能力。

市场上最快的工具

最高吞吐量
大大提高每小时的晶圆速度，增加客户采样，配备业界
最快的CMP抛光机

卓越的变化控制
可以控制每一个晶圆，测量晶圆内和晶粒内的信息

亮点和优势

光学散射测量的优点

• 高亮度光源和高灵敏度传感器带来的高亮测速度
• 无损，对生产线无影响
• 散射信号的解析比其他测量技术要准确得多

最高准确度
与前几代相比，具有更高的准确度，为领先的技术节点提供
一流的精度和工具到工具性能

与Nova i550®兼容
与Nova i550®完全向后兼容
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NOVA I570HP的主要功能和优势

NOVA集成计量解决方案的价值主张

测量

TPT改进 
• 相对于i550，TPT显著提高达20% WPH

- 支持新的、更快的抛光器
- 通过测量更多站点，实现更佳的WIW控制

可靠性
• 更长的灯寿命
• 最新的安全

生产力工具

导航准确度
• 改进的系统导航
• 改进的模式识别能力

- 多波长滤波HW
- 新型滤波器允许覆盖CIS的多晶硅层和高厚

度层
• 无PR模式，定位精度更高

位置到达

• 提高综合计量精度
建模

I500+        i570 HP

增强计量性能
• LDLS具有更佳的信噪比，精度提

高30%-50% 
• 扩展WL范围（DUV）
• 最小Pad尺寸

计量性能 生产力

创新的建模
解决方案

缩短解决方
案研发时间

• 晶粒内测量使能器
• 最佳灵敏度
• 亚A级精度  
• 独立水平准确度
• 最小pad尺寸

• 晶粒内测量 ‒ 对底层工艺变化的
稳健性

• 物理和无模型解决方案的结合
• 更严格的T2T规格和精湛的精度
• 自动配方监控和再训练功能

• 最佳CoO/最快TPT
• 支持最快的TPT抛光机
• 前后高采样
• 最佳T2T
• 自动配方创建
• 参考减少

• 精确的基于模型解决方案
• 快速适应CIP变化（<1天）
• 无需测量训练集的SA和IM

测量
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